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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO/TR15969:2001《表面化学分析 深度剖析 溅射深度测量》。
本标准由全国微束标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本标准负责起草单位:中山大学、浙江大学、中国科学院大连化学物理研究所。
本标准主要起草人:陈建、张训生、谢方艳、龚力、张卫红、盛世善。
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引  言

  本标准适用于以下三个方面:

a) 当检测信号强度为溅射时间(或离子剂量密度)的函数时,确定溅射剖析的深度标尺。单位时

间的溅射深度为溅射速率(通常以nm/s为单位)。

b) 增强用不同仪器得到深度剖析数据的可比性,提高深度剖析的可靠性并促进其在工业中的

应用。

c) 作为溅射深度测量国际标准发展的基础。
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表面化学分析 深度剖析
溅射深度测量

1 范围

本标准规定了溅射深度剖析中测量溅射深度的准则。

本标准适用于结合离子轰击剥离部分固体样品的表面化学分析技术,通常溅射深度可达几微米。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
注:本标准使用的术语基本上遵循ASTME673-95c[1]的定义。为了与ISO/TC201/SC1制定的定义在术语上一

致,这些定义应作一定修改,见参考文献[2]和[3]。

2.1
溅射深度 sputtereddepth
溅射剖析剥离一定量的物质,溅射后的样品表面与样品原始表面之间的距离z(m)(与表面垂

直),定义为:

z= m
A·ρ

…………………………(1)

  式中:

m———剥离的样品量,单位为千克(kg);

A———溅射面积,单位为平方米(m2);

ρ ———样品密度,单位为千克每立方米(kg/m3)。

2.2
弧坑深度 craterdepth
原始表面与产生被测信号的弧坑底部区域的平均距离(垂直于表面)。
注:假定入射离子注入与残留在垂直于表面方向引起样品的膨胀(“隆起”)可以忽略[5],则弧坑深度等于溅射深度。

如果在分析室外通过测量弧坑深度来测定溅射深度,表面反应(如氧化)会增加弧坑底部隆起,即通常测量的弧

坑深度小于溅射深度。

3 缩略语

AES    Augerelectronspectroscopy       俄歇电子能谱

AFM Atomicforcemicroscopy 原子力显微术

EDS Energydispersivespectrometry 能量色散谱

EPMA Electronprobemicroanalysis 电子探针显微分析

FIB Focusedionbeam 聚焦离子束

GIXR GrazingincidenceX-rayreflectivity 掠入射X射线反射

MEIS Mediumenergyionscattering 中能离子散射谱
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